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Semilla (Carophyllaceae). BSE

Carbon (Corylus Avellana). BSE
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Presentacion

Microlab es unlaboratorio I+D creado en 2008 e integrado
en los laboratorios de arqueologia del CCHS (CSIC). Esta
abierto a todos los campos de investigacién, y
especialmente al estudio de materiales arqueolégicos y
patrimoniales. Sus objetivos son:

® Potenciar la orientacion arqueométrica de calidad
para la investigacién en arqueologia y ciencias del
patrimonio.

¥ Promover el contacto interdisciplinar y la discusion
cientifica.

@ Proporcionar asesoramiento en areas relacionadas
connuestro pasado remoto o inmediato.

9 Favorecerladiscusiéon del conocimiento.

Ofrecemos nuestra experiencia a usuarios particulares e
instituciones publicas y privadas, relacionadas tanto con la
Arqueologia y el Patrimonio como con otros campos
cientificos.

Microlab ofrece los siguientes servicios:

Microscopia Electrénica de Barrido (MEB):
estudio topogréafico y microestructural; huellas de
trabajado y/o uso, residuos, fallos estructurales,
alteraciones post-deposicionales.

Microanadlisis por energia dispersiva de rayos X
(MEB-EDX): determinacién cualitativa y cuantitativa
de la composicién, estudio de distribucién y
relaciones entre elementos, estudio de aleaciones y
técnicas de trabajo, valoracion de procesos y politicas
de conservacion.

Asesoramiento técnico para el tratamiento y estudio
de los materiales; preparaciéon de muestras, y
elaboracién de informes técnicos o cientificos.

Informacion sobre tarifas/contacto:
http://cchs.csic.es/es/research-lab/laboratorios-id-arqueologia-

laboratorio-microscopia-electronica-microanalisis-microlab

¢El1 MEB. Para qué sirve? ——

El fundamento de un MEB consiste en la generacién de un haz
de electrones altamente energético que se conduce hacia la
muestra para realizar un barrido de su superficie. Como
resultado de la interaccién haz/muestra se generan distintas
sefiales (emisién de electrones, fotones de rayos X, calor..),
que son procesadas para generar diferentes tipos de

informacion:

La emisién de electrones
secundarios (Secondary Electrons
—SE-), permite producir imagenes
de apariencia tridimensional, que
reflejan fielmente la topografia de
lamuestra.

La emisién de electrones
retrodispersados (Backscattered
electrons -BSE-), se emplea para
generar imagenes que muestran las
distintas fases de composicién.

§

> IHE e
Imagen BSE. Pepita de oro

Analisis MEB-EDX

La espectrometria por energia dispersiva de rayos X (EDX)
permite el analisis cualitativo y cuantitativo de la composiciéon
de unamuestra.

Es una técnica rapida,
multielemental (en un
unico andlisis es posible f&
determinar todos los
elementos presentes,
desde el C) y no-
destructiva, con lo cual
es posible muestrear y
comparar tanto areas
extensas como
reducidas.

El analisis SEM-EDX
facilita el estudio de la
distribucién y/o las
relaciones entre los
elementos, mediante
procedimientos
especificos como el
linescan (andlisis de
trazados) o el mapping
(representaciéon en falso
color).

Equipamiento————

-

MEB de presion variable Hitachi 3400n (Type II).

- Modos de trabajo en Alto y
Bajo Vacio (<270 P), para el
estudio de muestras fragiles o
poco conductoras.

-Resolucién (HV): 3nma30kV
y 10 nm a 3 kV; (VP):4 nm a 30
kV.

- Tensién aceleracion: 0,3 a 30
kV.

- Imdgenes de electrones
secundarios (SE) y electrones
retrodispersados (BSE).

- Muestras de hasta 200 mm de
didmetro (drea de observacion
de 125 mm) y 80 mm. de altura.

N

Detector Xflash Bruker Quantax 1010.

- Detector de tipo SDD (Silicon
Drift Detector).

- Resolucién lineal de 133 eV o
superior en el rango de 1 a
100.000 cps.

-Ventana de ligeros de 10 mm® de
4rea activa.

-Unidad Bruker AXSSVEIII

- Software EDAX Bruker
Quantax Sprit.

Metalizador Quorum SC 7620

-Unidad de metalizaciéon con
grafito Emitech CA 7625.

- Unidad de metalizacién con
Au/Pd Polaron Range CA7620.

Limpieza conultrasonidos
-Baifio ultrasénico Branson 1510.
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